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Techninis sprendimas priklauso valdymo ir matavimo
technikai ir gali bdti panaudojamas  daugiasluoksniy
plonasluoksniy dangy, padengiamy ant optiniy elementy
vakuume, nekontaktiniam optiniy charakteristiky valdymui.
Techninis uzdavinys, kurio sprendimui skirtas patentuojamas
techninis sprendimas, yra sukirimas sistemos su patobulintu
matavimy pradzios ir pabaigos laiko nustatymu. Keliamas
techninis uzdavinys iSsprestas tuo, kad optiné valdymo sistema
matuoja bent vieng testuojamajj bandinj, pritvirtintg ant
besisukancio laikiklio, ir apima zondavimo spinduliuotés $altinj,
kolimatoriy, projektuojantj zondavimo spinduliuote  ant
testuojamojo  bandinio; leSj, kuris surenka zondavimo
spinduliuote, praéjusig pro testuojamajj bandinj; optinj matavimo
prietaisg, skleidziantj spinduliuote, paverciancig optinius signalus
i elektros signalus, skaitmeninantj ir apdorojantj elektros
signalus; valdymo bloka ir sinchronizavimo sistema,
susidedancig iS optinio jutiklio, sumontuoto uz vakuuminés
kameros, ir atspindinio elemento, sumontuoto ant laikiklio.
Pasiekiamas techninis rezultatas yra dangy, nusodinamy ant
besisukanciy optiniy elementy, optiniy charakteristiky matavimo
rezultaty tikslumo padidinimas.
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PareikStas techninis sprendimas priklauso valdymo ir matavimo technikai ir
gali buti panaudojamas daugiasluoksniy plonasluoksniy danguy, padengiamy ant

optiniy elementy vakuume, nekontaktiniam optiniy charakteristiky valdymui.

Siuolaikinés optinés dangos yra sekos plony ploks&iy lygiagrediy dielektriniy
sluoksniy, kuriy storiai yra nuo frakcijy iki Simty nanometry, nusodinamy ant optiniy

elementy pavirSiaus purskiant dideliame vakuume.

Zinomi dangos sluoksniy storio valdymo badai jy nusodinimo metu gali bati
suskirstyti j tris pagrindines klases: nusodinimo laiko valdymas, valdymas naudojant
kvarcinius jutiklius, optiniai valdymo bddai. Taip pat gali bati naudojami miSras
valdymo bddai. Kad baty pasiekiamas auks$tas valdymo tikslumas, perspektyviausi

yra optiniai btdai.

Zinomas bekontaktis plagiajuostis plévelés storio optinis valdymo jrenginys,
apraSytas patento apraSyme [1]. |renginys apima vakuumine kamerg, optiniy
elementy laikiklj, spinduliuotés S$altinj, darbinj ir testuojamuosius bandinius,
spektrometrg, leSius, skirtus zonduojanciai spinduliuotei jvesti ir iSvesti i vakuuminés
kameros per stebéjimo langus. Laikiklis, ant kurio yra darbiniai ir testuojamieji
pavyzdZiai, yra pagamintas apskritas plokStuminis ir iSdéstytas ant vakuuminés
kameros dureliy. Siuo atveju atitinkama anga lieka tusdia laikiklyje, skirtame

zondavimo spinduliuotés signalo intensyvumui jrasyti.

Patento dokumente [1] aprasyto optinio valdymo jrenginio trikumas yra tas,
kad jrenginyje néra testuojamuyjy bandiniy judéjimo sinchronizavimo sistemos. Tiksli
testuojamojo bandinio padétis nustatoma pagal laikiklio sukimosi greitj, o tai negali
uztikrinti didelio matavimo tikslumo esant dideliems laikiklio sukimosi greicio

pokycCiams.

Artimiausias techninis sprendimas patentuojamam techniniam sprendimui yra
optinis valdymo jrenginys, aprasSytas patento dokumente [2]. ]gyvendinant
daugiasluoksnés dangos dengimo budg, naudojama placCiajuosté kombinuota optinio
valdymo sistema, kur naudojamas tiesioginio ir netiesioginio optinio valdymo
jrenginys. Siuo atveju tiesioginio optinio valdymo jrenginys apima: laikiklj su optiniais
elementais, iS kuriy vienas yra testuojamasis bandinys, spinduliuotés Saltinj, iS kurio
spinduliuoté, per Sviesos kreiptuva, tiekiama | kolimatoriy; le§j, kuris surenka Sviesg |

Sviesos kreiptuva, kad ji baty perduota j optinj matavimo prietaisg — spektrometrg;
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sinchronizavimo sistemg, kuri atlieka matavimus tuo metu, kai testuojamasis
bandinys su nusodinama danga yra Saltinio zonduojanc€ios spinduliuotés kelyje;
skaitmeninimo ir skai€iavimy blokg. Sinchronizacijos sistemg taip pat apima pirmojo
apsisukimo jutiklj, apsisukimy skaitiklio jutiklj, sukimosi pavaros sukimosi kampo
jutiklj ir plokSte su procesoriumi pagal lauke programuojamo loginio integrinio
grandyno architektirg. Siuo atveju pirmasis apsisukimy jutiklis ir apsisukimy
skaiCiaus jutiklis yra nendrinio jungiklio ir magneto pora. Pirmojo apsisukimo
nendrinio jungiklio jutiklis ir apsisukimy skaiCiaus jutiklis yra ant atramos, pritvirtintos
prie vakuuminés kameros korpuso, o pirmojo apsisukimo jutiklio magnetas yra
pritvirtintas prie laikiklio veleno taip, kad nendrinio jungiklio ir magneto pora
uzsidaryty vieng kartg per laikiklio sukimasi, kol jis kartos savo trajektorijg.
Apsisukimy skaiciaus jutiklio magnetas yra pritvirtintas prie laikiklio, o nendrinio

jungiklio ir magneto pora veikia kiekvieno apsisukimo metu.

AuksSc&iau aprasytos optinés valdymo sistemos trilkumas yra tas, kad sistema
neuztikrina matavimo padéciy nustatymo tikslumo esant nedideliam laikiklio sukimosi

periodo svyravimui laike.

Techniné problema, kurig turi iSspresti patentuojamas jrenginys, yra
sukdrimas bekontaktés optinés valdymo sistemos su patobulintu optiniy
charakteristiky dangy, dengiamy ant judanciy optiniy elementy, matavimy pradzios ir

pabaigos laiko nustatymu jy nusodinimo metu.

Tuo paciu metu pasiekiamas techninis rezultatas — pagerinamas dangu,
nusodinamy ant besisukanciy optiniy elementy, optiniy charakteristiky matavimo

rezultaty tikslumas.

UzZdavinio sprendimo esmé yra ta, kad daugiasluoksnés dangos uzdéjimo
vakuuminéje kameroje optiné valdymo sistema apima bent vieng testuojamajj
bandinj, sumontuotg ant laikiklio, pagaminto su galimybe suktis; spinduliuotés $altinj,
i$ kurio zonduojanti spinduliuoté susidaro ant testuojamojo bandinio per kolimatoriy;
lesj, renkantj zonduojancig spinduliuote, praéjusig pro testuojamajj bandinj, kad baty
perduota j optinj valdymo prietaisg, turintj zondavimo spinduliuotés sklaidos, optinio
signalo pavertimo elektriniu, elektros signaly skaitmeninimo ir apdorojimo funkcijas;
sinchronizacijos sistemg, kuri atlieka matavimus tuo metu, kai testuojamasis
bandinys yra zonduojancios spinduliuotés kelyje, o sinchronizacijos sistemg sudaro

optinis jutiklis, sumontuotas vakuuminés kameros iSoréje, o atspindintis elementas,
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sumontuotas ant laikiklio; ir valdymo bloka.

Viename i$ optinio valdymo sistemos jgyvendinimo varianty testuojamajam
bandiniui pritvirtinti naudojamas sferinis laikiklis, o spinduliuotés Saltinis ir
kolimatorius yra sumontuoti vakuuminés kameros viduje, pavyzdziui, ant kaukés -
jtaiso, skirto padidinti daugiasluoksnés dangos padengimo vienodumg, o

spinduliuotés Saltinis yra halogeniné lempa.

Vienas i§ kolimatoriaus panaudojimo patentuojamoje optinio valdymo
sistemoje pavyzdziy yra kolimatorius, pagamintas su galimybe keisti zondavimo

spinduliuotés kryptj 9045 laipsniais.

Zinomas optinés valdymo sistemos jgyvendinimo atvejis, kai laikiklis turi
ploksCig pavirSiy, skirtg testuojamajam bandiniui pritvirtinti, o spinduliuotés Saltinis ir

kolimatorius yra sumontuoti vakuuminés kameros iSoréje.

Patentuojamo techninio sprendimo esmé iliustruojama scheminiais
bréZiniais. Bréziniuose Pav. 1 pavaizduota optinio valdymo sistema, naudojanti
sferinj optiniy elementy laikiklj ir testuojamajj bandinj su spinduliuotés Saltiniu,
sumontuotu vakuuminés kameros viduje. Pav. 2 - optiné valdymo sistema, kai
naudojamas plokScias testuojamojo bandinio laikiklis, o Sviesos $altinis yra iSdéstytas

uz vakuuminés kameros.
Scheminiuose brézZiniuose pazymeéti:
1. — vakuuminé kamera,
2. — laikiklis,
3. — sukimosi pavara,

4. — kauke,

(&)}

. — spinduliuotés Saltinis,

6. — kolimatorius,

7. — testuojamasis bandinys,
8. — stebéjimo langas,
9. — lesis,

10. — Sviesolaidis,
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11. — optinis matavimo prietaisas,

12. — valdymo blokas,

13. —optinis jutiklis,

14. — atspindintis elementas,

15. — technologiné nusodinimo jranga.

Optiné valdymo sistema daugiasluoksniy dangy nusodinimui vakuuminéje
kameroje (1) (Pav. 1, Pav. 2), skirta nusodinamos daugiasluoksnés dangos optinéms
charakteristikoms valdyti bent vienam testuojamajam bandiniui (7), sumontuotam ant
laikiklio (2), pagaminto su galimybe sukti. Optiné valdymo sistema apima:
spinduliuotés $altinj (5), kuris generuoja zonduojancig spinduliuote, praeinancig per
testuojamajj bandinj (7); kolimatoriy (6), sumontuotg kartu su spinduliuotés Saltiniu
(5), skirtg zondavimo spinduliuotei generuoti ant testuojamojo bandinio (7);
sumontuotg uz vakuuminés kameros (1) leSj (9), kuris surenka zondavimo
spinduliuote po to, kai jj praeina pro testuojamajj bandinj (7); optinj matavimo
prietaisg (11), turintj zonduojancios spinduliuotés iSsklaidymo, optinio signalo
pavertimo elektriniu, elektros signaly skaitmeninimo ir apdorojimo, apdoroty signaly
perdavimo j valdymo blokg (12) funkcijas. Be to, optinéje valdymo sistemoje yra
sumontuota sinchronizavimo sistema, susidedanti i$ optinio jutiklio (13) ir atspindincio
elemento (14), o vakuuminéje kameroje (1) yra stebéjimo langai (8), kurie

naudojamai spinduliuotei, yra permatomi.

Laikiklis (2) yra sferinis, plokScias arba planetinis, pagamintas su galimybe
suktis aplink savo centrine asj déka sukimosi pavaros (3). Ant laikiklio (2) per angas
yra sumontuotas bent vienas testuojamasis bandinys (7), kurj sudaro ploksté su
lygiagreciais pavirsiais, iS kuriy vienas yra padengiamas. Testuojamasis bandinys (7)
yra pagamintas iS tos pacios medziagos kaip ir kiti optiniai elementai, pritvirtinti
laikiklio (2) angose, skirtose daugiasluoksnei dangai padengti. Gaminant dangg su
daugybe sluoksniy (pavyzdziui, daugiau nei Simtg), naudojami keli testuojamieji
bandiniai (7). Tuo atveju laikiklis (2) yra apripintas mechanizmu, skirtu juos pakeisti
technologinio proceso metu.

Kadangi optiniai elementai su padengtomis daugiasluoksnémis optinémis
dangomis (optinés dalys), kaip paprastai, veikia, kai spinduliuoté sklinda pagal

normale, jy optines savybes gaminant pageidautina valdyti ir pagal normale arba
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kampu, artimu normalei. Tai reiSkia, kad zondavimo spinduliuotés spindulys turéty
kristi ant testuojamojo bandinio (7) kampu, artimu 90 laipsniy. Testuojamojo bandinio
normalé apibrézia optine asj — kryptj, kuria zondavimo spinduliuotés spindulys turi
praeiti pro bandinj (7).

Spinduliuotés  Saltiniu  (5), generuojandiu zonduojangig spinduliuote,
patentuojamai optinei valdymo sistemai gali bati halogeniné lempa, deuterio lempa,
itin rySkus ksenono Saltinis su lazerio siurbimu. Spinduliuotés Saltinj (5) sumontuoja
vakuuminés kameros (1) viduje arba iSoréje. Naudodami sferinés formos laikiklj (2)
(Pav. 1), spinduliuotés Saltinio (5), kaip taisyklé, nestato uz vakuuminés kameros (1),
nes tokiu atveju gali daug karty padidéti zondavimo spinduliuotés spinduliy eigos
iSilgai optinés asSies netikslumy tikimybé, o patys optinio valdymo sistemos elementai
gali tapti kliatimi technologinio nusodinimo jrangos (15) patalpinimui vakuuminéje
kameroje. Naudojant plok&€ig laikiklj (2) (Pav. 2), spinduliuotés Saltinio (5)
iSdéstymas uz vakuuminés kameros (1) riby yra pagrjstas, nes tai nesukelia daug
klaidy, kurios kaupiasi optinéje sistemoje dél jos elementy montavimo paklaidy. Kaip
spinduliuotés Saltinj (5) vakuuminés kameros (1) viduje daZniausiai naudoja
halogenine lempg. Taip yra dél to, kad technologinio proceso metu temperatira
vakuuminés kameros (1) viduje gali siekti Simtus laipsniy. Pati halogeniné lempa
veikia 3000 K temperaturoje, tuo metu, kada kiti spinduliuotés Saltiniai, kad veikty

patikimai vakuuminéje kameroje (1), turi bati ausinami.

Optiné valdymo sistema apima kolimatoriy (6) — optinj jtaisg, kuris ant
testuojamojo bandinio (7) generuoja zondavimo spinduliuotés spindulj. Kolimatorius
(6) yra sumontuotas iSkart uz spinduliuotés Saltinio (5) ir yra su juo susietas. Kartais
kolimatorius (6) ir spinduliuotés Saltinis (5) gaminami kaip vienas jrenginys.
Kolimatorius (6) gali bati leSio arba veidrodzio tipo. Vakuuminéje kameroje (1) galima
naudoti veidrodzio ir leSio kolimatoriy (6), kuris kei€ia zondavimo spinduliuotés kryptj
(Pav. 1). Tokiu atveju veidrodzio ir leSio kolimatoriaus (6) viduje, lygiagreciai
testuojamajam bandiniui (7), leSio ir sukamojo veidrodzio pagalba generuojamos
spinduliuotés optiné asSis pasukama 90 £ 5 laipsniy kampu ir koncentruojama ant
testuojamojo bandinio pavirSiaus (7). Sio tipo kolimatorius (6) leidZia spinduliuotés
Saltinj (5) iSdéstyti arCiau testuojamojo bandinio (7) ir taip realizuoti patentuojamos
sistemos geometrinj sumazinimg ir (arba) naudoti valdymo sistemos optiniy elementy

iSdéstyma patogiausiu budu. Be to, toks patentuojamos optinés valdymo sistemos
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elementy iSdéstymas sutrumpina zonduojancios spinduliuotés spinduliy kelig ir tokiu
badu leidzia sumazinti signalo ir triukSmo santykj, gauti daugiau matavimy per vieng
zonduojancios spinduliuotés kontaktg su testuojamuoju bandiniu (7), tai reiskia
padidinti matavimo rezultaty tiksluma.

Vakuuminés kameros (1) viduje spinduliuotés Saltinis (5) ir kolimatorius (6)
tvirtinami arba ant specialiai tam skirty elementy, arba ant esamy elementy,
naudojamy pasirinktam technologiniam procesui atlikti. PavyzdZiui, kaip tvirtinimo
elementas gali tarnauti vakuuminés kameros (1) viduje sumontuota kauké (4),
koreguojanti gaminamy daugiasluoksniy dangy storio vienodumg (Pav. 1).
Spinduliuotés Saltinis (5) ir kolimatorius (6) yra iSdéstyti uz kaukés (4), o zondavimo
spinduliuoté nukreipta iSilgai jos. Fiksuotos kaukés (4) naudojimas spinduliuotés
Saltinio (5) ir kolimatoriaus (6) pritvirtinimui pasiteisina dél sferinés formos laikiklio (2).
Naudojant plok&Cig laikiklj (2), kaip minéta aukSc&iau, spinduliuotés S$altinj (5) su

kolimatoriumi (6) geriau yra patalpinti uz vakuuminés kameros (1) (Pav. 2).

Kai zondavimo spinduliuoté praeina pro testuojamajj bandinj (7) ir stebéjimo
langg (8), spinduliuoté surenkama leSiu (9). Stebéjimo langas (8) yra langas
vakuuminéje kameroje (1), kuris yra permatomas pro jg praeinancios spinduliuotés
diapazonui. LeSis (9) surenka zondavimo spinduliuote ant Sviesolaidzio (10) galo,
kuris véliau nukreipia spinduliuote j optinj matavimo prietaisg (11). Optinis matavimo
prietaisas (11) — tai prietaisas, skirtas zonduojanciai spinduliuotei priimti, jos sklaidai,
optiniam signalui paversti elektriniu, skaitmeninti ir apdoroti elektriniam signalui,

skirtam jj perduoti j valdymo blokg (12).

Placiajuostéje optinéje valdymo sistemoje kaip optinis matavimo prietaisas
(11) naudojamas spektrometras, o vieno bangos ilgio optinio valdymo sistemoje —
monochromatorius. Naudojant monochromatoriy, Sviesolaidis (10) gali bati pasalintas
i optinio valdymo sistemos. Siuo atveju lesio (9) spinduliuoté bus fokusuojama
tiesiogiai ] monochromatoriaus jéjimo plySj, o tai suteiks pranasumy zondavimo
spinduliuotés spektro infraraudonojoje srityje, tuo metu kai naudojant Sviesolaidj (10)
patiriami labai dideli nuostoliai.

Tuo atveju, jeigu naudojamas besisukantis laikiklis (2), optinéje valdymo
sistemoje butinai turéty bati sinchronizavimo sistema, nes jos pagrindiné paskirtis yra
matavimy vykdymo uztikrinimas tuo metu, kai testuojamasis bandinys (7), su ant jo

nusodinta danga, yra zondavimo pluosto i$ spinduliuotés Saltinio (5) kelyje. Jprastu
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bddu sinchronizacijos sistemos sudétyje yra sukimosi pavaros sukimosi kampo
jutiklis (enkoderis), taCiau jrenginio vakuuminei kamerai jrengti ne visada galima
naudoti enkoderj. Jeigu sukimosi pavaros laikikliui naudojamos detalés, kurioms
esant sukimosi momentas iS5 pavaros | laikiklj néra standziai perduodamas,
pavyzdZiui, magnetinés movos, magnetiniai reologiniai skysciai, kiti elementai, kurie
neiSskiria praslydimo, praspradimo ir pan., informacija i§ sukimosi pavaros sukimosi

jutiklio skiriasi nuo informacijos apie paties testuojamojo bandinio sukimasi.

Testuojamojo bandinio judesio sinchronizavimo sistema patentuotojamo
optinio valdymo sistemoje apima optinj jutiklj (13), susidedantj i§ LED ir fotodiody
poros. Optinis jutiklis (13) yra sumontuotas uz vakuuminés kameros (1) atmosferoje.
Antrasis sinchronizacijos sistemos elementas yra atspindintis elementas (14),
sumontuotas ant besisukancio laikiklio (2). Sinchronizavimo sistemos su optiniu
jutikliu (13) ir atspindin€iu elementu (14), sumontuotu tiesiai ant laikiklio (2),
jgyvendinimas leidZia gauti informacijg apie laikiklio (2) sukimosi periodg, nejskaitant
nestandziy sukimosi perdavimo mechanizmy jtakos, nedideliy iSkraipymy, padaryty
montuojant laikiklj, laisvumy ir t. t. Be to, aprasytu badu pagaminta optiné valdymo
sistema kiekvieno apsisukimo metu testuojamojo bandinio (7) optiniy charakteristiky

matavimui leidzia didesnj laiko intervalg, o tai padidina matavimo rezultaty tiksluma.

Vienas i$ pagrindiniy patentuojamos optinés valdymo sistemos elementy yra
valdymo blokas (12). Valdymo blokas (12) atlieka tinklo sgveikg su treciosios Salies
valdymo sistema - vakuuminio bloko valdikliu, kuris valdo technologinius jrenginius
(15), kad baty atliktas daugiasluoksnés dangos dengimo technologinis procesas
automatiniu  rezimu. Valdymo blokas (12), naudodamas konvertuotus,
suskaitmenintus ir apdorotus signalus, gaunamus i$ optinio matavimo prietaiso (11),
apskaiCiuoja faktines dangos optines charakteristikas. Faktinés charakteristikos
nustatomos dengiant bet kurj i$ sluoksniy ir palyginamos su apskaiCiuotomis. Toliau
valdymo blokas (12) nustato sluoksniy nusodinimo stabdymo taskus, kurie atitinka
esamas gaminamos dangos optines charakteristikas. Jeigu monitoriuje stebimos
faktinés ir apskaiCiuotos charakteristikos skiriasi, valdymo blokas (12) analizuoja
klaidas ir siun€ia komandas jrenginio valdikliui tam, kad jos bty kompensuojamos.
Taigi valdymo blokas (12), turintis pradinius duomenis apie dengiamos dangos
konstrukcijg ir medziagas, iS kuriy danga yra pagaminta, technologinio proceso metu

gaunant informacijg iS optinio matavimo prietaiso (11) ir iS sinchronizacijos sistemos,
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logiSkai valdo visg dengimo procesa: duoda komandas jjungti ir iSjungti reikiamus
technologinius jrenginius (15), nustato jy veikimo parametrus, pristabdo ir tesia

dengimg ir t. t.
Pav. 1 pavaizduota optinio valdymo sistema veikia tokiu badu.

Vieng testuojamajj bandinj (7) pritvirtina prie sferinio laikiklio (2) vienoje i$ jo
angy. Kitose laikiklio angose tvirtina optinius elementus ir viena i§ angy palieka
tusCia. Be to, vakuuminés kameros (1) viduje po laikikliu (2) pastoviai pritvirtina kauke
(4), kuri koreguoja gaminamos dangos vienodumg. Kaukés (4) forma, jos matmenys,
atstumas iki laikiklio (2) apskaiCiuojami remiantis technologinio proceso uzduotimis.

Vakuumine kamerg (1) sandariai uzdaro ir iSsiurbia.

] valdymo blokg (12) jveda iS anksto apskaiCiuotos dangos sluoksniy ir visos
jos struktiros optinés charakteristikos. Tai informacija apie sluoksniy eiliSkuma, jy
skaiCiy, storj, apie medziagy luzio rodiklius, terpe, testuojamajj bandinj ir kt.
Apskaiciuotos optinés charakteristikos atsispindimos monitoriuje, prijungtame prie
valdymo bloko (12).

Jjungia sukimosi pavarg (3), kuri tam tikru greiCiu pradeda sukti laikiklj (2).

Kai tik vakuuminés kameros (1) viduje prasideda laikiklio (2) sukimasis,
valdymo blokas (12) siuncia signalg paleisti sinchronizacijos sistemg, kuri ir toliau
dirba viso daugiasluoksnés dangos dengimo technologinio proceso metu. Pirmiausia,
pries jgyvendinant technologinj procesg, atlieka optinés valdymo sistema kalibravima
naudojant sinchronizavimo sistemg, kartu nustatomas matavimy laiko intervalas — kai
zondavimo spinduliuoté praeina per testuojamajj bandinj (7). Tam, pagal valdymo
bloko (12) komandg, optinio jutiklio (13) Sviesos diodas per stebéjimo langg (8)
siuncia Sviesos signalg | laikiklj (2). Laikikliui (2) besisukant, Sviesos spinduliuoté
patenka j iSorinéje laikiklio (2) puséje pritvirtintg atspindintj elementg (14), ir per tg
patj stebéjimo langg (8) jj priima optinio jutiklio (13) fotodiodas. Pagal gautus
duomenis, valdymo blokas (12) kampinémis koordinatémis apskaiCiuoja matavimo
laikiklio angy vietg — tuSCig paliktg angg ir angg su testuojamuoju bandiniu. Pagal
skaicCiavimy rezultatus, viso technologinio proceso metu valdymo blokas (12) j optinj

matavimo prietaisg (11) siunc¢ia komandas matavimui.

Matavimus atlieka tokiu bidu: halogeniné lempa (5), sumontuota vakuuminés

kameros (1) viduje ant kaukés (4), generuoja zonduojanCig spinduliuote isilgai
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kaukés (4) j veidrodzio ir leSio kolimatoriy (6), kuri per sraigtine jungtj yra sumontuota
ant tos pacios optinés asSies kaip ir spinduliuotés Saltinis (5). Kolimatoriuje (6)
zondavimo spinduliuotés pluosty optiné asis atsispindi kampu, artimu 90 laipsniy, o
spinduliuoté, praéjusi pro testuojamajj bandinj (7), iS vakuuminés kameros iSeina pro
stebéjimo langg (8), patenka | le§j (9). Tada leSis (9) surenka spinduliuote

Sviesolaidzio (10) gale, per kur ji perduodama j optinio matavimo prietaiso (11) jvest;.

Optinis matavimo prietaisas (11), priemes zondavimo spinduliuote, ja
iSsklaido ir optinj signalg pavercia elektriniu. Be to, signalai ten suskaitmeninami,
kaupiami ir apdorojami, o po to patenka j valdymo blokg (12). Atlikus uzduotus
skaiCiavimus, apskaicCiuoty charakteristiky palyginimg su faktinémis, valdymo blokas
(12) komandas apie tolesnj technologinio proceso jgyvendinimg perduoda
vakuuminio bloko valdikliui, kuris valdo technologine nusodinimo jrangg (15).

Tuo bidu apradyta sinchronizavimo sistema leidzia labai tiksliai sekti
matavimy pradZzios momentg naudojant judant] testuojamgjj bandinj (7), t. .
matematisSkai tiksliai nustatyti laiko intervalus, kada per tuscig laikiklio (2) angg reikia
iSmatuoti zonduojancios spinduliuotés charakteristikas ir gaminamos dangos optines
charakteristikas. Tuo budu patentuojama optinio valdymo sistema, kai testuojamasis
bandinys (7) praeina pro zondavimo spinduliuotés spindulj, atlieka didZiausig
jmanomg matavimy skaiciy, taip pagerinamas bendras uzdéty dangy optiniy
charakteristiky matavimo rezultaty tikslumas, tai reiSkia ir valdymo bloko (12)
tikslumas priimant sprendimus dél tolimesnés technologinio proceso eigos.

Informacijos $altiniai:
1. ISradimo patentas RU 2581734, paskelbtas 2016-04-20.

2. ISradimo patentas RU 2690232, paskelbtas 2019-05-31.
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ISRADIMO APIBREZTIS

1. Optiné valdymo sistema, skirta daugiasluoksnei dangai padengti
vakuumineéje kameroje (1), apimati bent vieng testuojamajj bandinj (7), pritvirtintg ant
laikiklio (2), kurj galima pasukti; spinduliuotés Saltinj (5), iS kurio per kolimatoriy (6)
ant testuojamojo bandinio (7) susidaro zonduojanti spinduliuoté; lesj (9), kuris
surenka zondavimo spinduliuote po to, kai ji praeina pro testuojamajj bandinj (7), kad
baty perduota j optinj matavimo prietaisg (11), turintj zondavimo spinduliuotés
iSsklaidymo, optinio signalo pavertimo elektriniu, skaitmeninimo, ir elektriniy signaly
apdorojimo funkcijas; valdymo blokg ir sinchronizavimo sistemg, uztikrinancig
matavimus tuo metu, kai testuojamasis bandinys (7) yra zonduojancios spinduliuotés
kelyje, turinCig optinj jutiklj (13), sumontuotg uz vakuuminés kameros (1), ir atspindintj
elementg (14), sumontuotg ant laikiklio (2).

2. Sistema pagal 1 punktg, be siskiriantituo, kad testuojamojo

bandinio (7) tvirtinimui naudojamas sferinis laikiklis (2).

3. Sistema pagal 1 punktg, be siskiriantituo, kad spinduliuotés Saltinis
(5) ir kolimatorius (6) yra sumontuoti vakuuminés kameros (1) viduje, o spinduliuotés
Saltinis (5) yra halogeniné lempa.

4. Sistema pagal 1 punktg, be siskiriantituo, kad spinduliuotés Saltinis
(5) ir kolimatorius (6) yra sumontuoti vakuuminés kameros (1) viduje ant kaukés (4),

kuri padeda padidinti padengiamos daugiasluoksnés dangos vienoduma.

5. Sistema pagal 1 punktg, be siskiriantituo, kad kolimatorius (6) yra
sukonfigaruotas su galimybe keisti zondavimo spinduliuotés kryptj 90£5 laipsniais.

6. Sistema pagal 1 punktg, be siskiriantituo, kad laikiklis turi plokScig
pavirSiy testuojamajam bandiniui (7) tvirtinti, o spinduliuotés Saltinis (5) ir kolimatorius

(6) yra sumontuoti vakuuminés kameros (1) iSoréje.
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